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我々は、高温超伝導体 Bi2Sr2CaCu2O8₊δ(Bi2212)単結晶をメサ状に加工し、結晶ｃ軸方向に直流

電圧を印加することで THz 帯の電磁波を発振する素子を開発している[1]。この発振器は Bi2212

単結晶内部の固有ジョセフソン接合による交流ジョセフソン効果と、メサの形状による空洞共

振効果を利用したものである。現在、単一の素子から数十 µW レベルの発振が確認されている

が[2]、幅広い用途にはさらなる出力の向上が必要である。この素子の発振出力を向上させるた

めには、素子内部のジョセフソン接合の総数を増やすこと、及び素子動作時の発熱を制御する

ことが重要である[2,3]。 

本研究では、素子からの出力を向上するために、接合数の多い、つまり厚いメサ構造の製作

に取り組んだ。また、素子構造には発熱の効果を抑制し、発振出力の向上が期待できる単独メ

サ構造を用いた。厚い Bi2212 単結晶の単独メサ構造の製作には、ウエットエッチング法を用い

た。その製作過程を図 1 に示す。まず、5~20μm 程度の厚さに切り出した Bi2212 単結晶の表裏

に金および銀を蒸着する。続いて、素子として切り出す部分のみに金属膜を残すようにドライ

エッチングを行う（図 1(a)）。その後、ウエットエッチング溶液に浸し、素子部分以外を取り除

き（図 1(b)）、最終的に結晶片の厚さ方向全てをエッチングし、単独メサ構造が完成する（図 1(c)）。

これらのプロセスを再現よく実現する方法を開発したので、その詳細を報告する。 
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Fig.1 Fabrication process of stand alone mesa structures by using wet etching method. (a), (b) and (c) are the optical 

photographs of pattering of mesa structures, under wet etching of sample, and a fabricated stand alone mesa 

structure with the dimensions 200 x 150 μm2 , respectively.  
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